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RTU studiju kurss "Mikro- un nanoierices"
31000 Buvniecibas un masinzinibu fakultate

Visparéja informacija
Kods MMK?703
Nosaukums Mikro- un nanoierices

Studiju kursa statuss programma

Obligatais/Ierobezotas izveles

Atbildigais macibspeks

Jurijs Dehtjars - Habilitétais doktors, Profesors

Apjoms dalas un kreditpunktos

1 dala, 6.0 kreditpunkti, 9.0 EKPS kreditpunkti

Studiju kursa istenoSanas valodas

LV, EN

Anotacija

Kursa tiek izskatitas mikroelektroniskas-mehaniskas sistemas (MEMS), to darbibas principi un
iespgjas. Tiks paradita MEMS izmatoSana sensoros, aktuatoros un pievada sistémas (elektroniskas,
siltuma). MEMS izgatavoSanas procesi. Tiks izskatitas uz plano kartinu uzbiivétas ierices un
attiecigas tehnologijas.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetencés un
prasmes

Sniegt zinasanas par mikro un nanoiericu konstrukcijam, ieskaitot mehaniskas sistémas, sensoru
un aktuatoru konstrukcijam, par konstrukcijas materialiem, izgatavoSanas procesiem un kvalitates
parbaudes metodém.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Patstaviga darba laika studenti iepazisies ar literatiiras avotiem un apspriedis tos. IepaziSanas
procesa jaapskata sekojoSas nodalas: integralo mikroshému izgatavoSanas metodes, fotolitografija,
diftizija, jonu implantacija, kodinasana; So procesu izmanto$ana konstrukciju izstrade;
nanomateriali, graféni, fulleréni, to struktiira, veidoSanas metodes, pasibas. IepaziSanas ar MEMS
pielieto$anu un konstrukcijam.
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NepiecieSamas priekSzinasanas

NepiecieSamas priekSzinasanas visparéja fizika, kimija, elektrotehnika un elektronika, mehanika.

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Mikro-, nano-elektroniskas-mehaniskas sistémas (MEMS, NEMS). 14 0 0 0
MEMS, NEMS sastavdalas un tas konstrukcijas. 10 0 0 0
MEMS, NEMS pievada sist€émas (elektroniskas, siltuma). 16 0 0 0
MEMS, NEMS elementu materiali. 10 0 0 0
MEMS, NEMS izgatavoSanas procesi. 20 0 0 0
Planas katinas izveidoSanas tehnologijas. 10 0 0 0
Spektroskopijas un mikroskopijas metodes. 16 0 0 0
Kopa: 96 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vértésana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu vertéSanas metodes

Students pratfis izstradat tehnologisko procesu mikroelektronikas iericém.

Iegiitas zinasanas tiks parbauditas praktiskos
darbos un eksamenos.

izstradei.

Students pratis aprékinat nepiecieS8amos tehnologijas reZimus mikroelektronikas un nanoierices

Tegiitas zinasanas tiks parbauditas tehnologiju
un konstrukcijas izstradaSanas procesa
praktiskaja darba.

Students spés izvéleties razoSanas metodes un iekartas.

Iegiitas zinasanas tiks parbauditas praktiskaja

darba.
Studiju rezultatu veértéSanas kritériji
Kritérijs % no kopgja vert€juma
Testi (praktiskajas nodarbibas) 50
Eksamens 50
Kopa: 100




Studiju kursa planojums

Dala KP Stundas Parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs
1. 6.0 4.0 2.0 0.0 *




